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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

オリゴ糖と疎水性高分子をカップリングさせることでブロック共重合体を合成し、
ミクロ相分離構造を解析する。解析方法として、シンクロトロン放射光を用いたX
線散乱測定ならびに透過電子顕微鏡鏡観察を用いる。既に、X線散乱測定により非
常に珍しい凝集形態を形成することが確認されたブロック共重合体に対して透過電
子顕微鏡観察を行い、ミクロ相分離挙動についてさらに詳細な解析を行う。

実験
Experimental

Si基板上にポリマー溶液をスピンコートした試料を準備し、集束イオンビーム加工
装置でTEM観察用の薄膜試料を作製した。

結果と考察
Results and Discussion

Figure 1 に FIB 加工時の様子を示す。操作としては、1) Cデポをサンプル表面に作
製。2) Wデポをサンプル表面に作製。3) 粗加工、ボトムカットを実施。4) サンプ
ルをピックアップ。5) 薄膜を加工 (加速電圧 30 kV)。6) 仕上げ加工 (加速電圧 10
kV)。最終的に試料厚さ100 nm以下で、ダメージの少ないTEM試料が得られ、ブロッ
ク共重合体をTEM観察することができた。
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Fig 1.FIB 加工時の様子
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